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A tananyag

Oktatasi cél:
A hallgatok megismertetése a mikro- és nano-elektronikai, valamint a vonatkoz6 elektromechanikai

crer

felhasznalasi terileteivel.

Tematika:

Kristalytani és fizikai alapok. Bipolaris, unipolaris és foto-elektromos félvezetd eszkozok.

Kristaly- és rétegnovesztési eljarasok, adalékolas, oxidacio, rétegeltavolitd miveletek, mintazat és
abrakialakitas a mikro- és a nano-tartomanyban.

MEMS és NEMS eszk6z6k, mikrofluidika.

Témakor (eloadas): Ea. Ora
Bevezetés. Kristalytani alapfogalmak. ; 3
Fizikai alapok
2. 3
Bipolaris és unipolaris eszkozok 3 3
Fotoelektromos eszkdzok. 4 3
CNT és graphén eszkozok. 5 3
Zarthelyi
Y 6 3
Kristalynovesztés, rétegeloallitas, Adalékolas és oxidacio . 3
Rétegeltavolitd miiveletek, mintazat- és abrakialakitas 8 3
Nanoanyagok és nanoszerkezetek eldallitasa 9 3
Oktatasi sziinet
“ 10.
IC technologiai k
echnologiai soro 11, 3
Zarthelyi
areyl 12. 3
MEMS és NEMS technologiak és eszkdzok 13 3
P6tZH
° 14. 3
Témakor (laborgyakorlat)




Fotodetektorok

otodetektoro 1 4
MEMS nyomasérzékelok 5 4
Hall mérések

all mérése 3 4
Hoémérsékletérzékel ok 4 4
Fotoelektromos jelenség 5 4
pn-atmenet vizsgalata 6 4
POmere

Otmérés . 4

Félévkozi kovetelmények

A tantervben elGirt el6adasok és laborgyakorlatok latogatasa kotelezd. A vizsgara bocsatas feltétele két
zarthelyi dolgozat megirasa és a laborgyakorlatok feladatainak hianytalan elvégzése legalabb elégséges
(2) szinten.

A potlas modja: A zarthelyik és a laborgyakorlatok kiilon idépontban, zarthelyinként és
laborgyakorlatonként egy-egy alkalommal potolhatok a szorgalmi idészakban. A vizsgaidészakbeli
potlas az Obudai Egyetem tanulmanyi szabalyzata szerint (egy potlasi lehetdség a vizsgaidészak elsé
két hetében).

A félévkozi jegy kialakitasanak mddszere:

A vizsga modja:
A vizsga irasbeli és szobeli.

Irodalom:

Kotelezo:
Az eldadasok vetitett anyagai, amelyek megtalalhatoak a vonatkoz6 Moodle oldalon.
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